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報告内容： 
 
高熱流入下のプラズマ対向壁表面損耗（主題） 
 
表面変位計による　これまでの　計測結果 
　　　三角測量方式レーザー変位計 
　　　分光干渉方式変位センサー 
 
直線装置を含むパルス熱流入下対向壁の計測計画 
　　　兵庫県立大学のプラズマガン照射装置 
 
背面近接変位計、変位センサーによる計測方法 
 
CVD多結晶ダイアモンドによる対向壁コーティング	



レーザー変位計・２次元表面形状計測装置	

試料台	

コントローラ	

駆動部	

データ収集・処理部	

変位計ヘッド	
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外形寸法図 

	
単位：mm 

	



Total shot accumulation per spot 

Maximum erosion depth v.s. multiple shot number
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Evaluation of Erosion Threshold: CVD Polycrystalline Diamond 



228.5 mm 

プラズマガン照射装置（兵庫県立大学）	
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センサヘッド 

	
センサヘッド 
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関連商品

	

分光干渉式 多層フィルム厚み測定タイプ SI-Tシリーズ 

分光干渉式 ウェハ厚み測定タイプ SI-F80Rシリーズ 

	

  
関連商品 

分光干渉式 多層フィルム厚み測定タイプ SI-Tシリーズ 
分光干渉式 ウェハ厚み測定タイプ SI-F80Rシリーズ 

 
ヘッド部 
種類 
マイクロヘッドタイプ 
長距離タイプ厚み測定タイプ型式センサヘッドSI-F01SI-F10SI-F80分光ユニットSI-F01USI-F10USI-F80U 
測定範囲 
0.05～1.1mm※1 
11.3～12.35mm※1 
0.05～1.1mm※2 
（検出可能距離 80～81.1mm） 
測定用光源 
赤外SLD 中心波長820nm 0.6mW クラス1（JIS C6802） 
スポット径※3 
φ20µm 
φ40µm 
φ20µm 
直線性 
±0.2µm※4 
±0.3µm※4 
±0.2µm※5 
分解能 
0.001µm※6 
0.01µm※6 
0.001µm※7 
サンプリング周期 
200µs 
ガイド用光源 
赤色半導体レーザ 650nm 0.1mW クラス1（JIS C6802）	

ヘッド部 

	

種類	 マイクロヘッドタイプ	

長距離タイプ	 厚み測定タイプ	

型式

	
センサヘッド

	
SI-F01 SI-F10 SI-F80 

分光ユニット

	
SI-F01U SI-F10U SI-F80U 

測定範囲

	
0.05～1.1mm※1 11.3～12.35mm※1 0.05～1.1mm※2 

（検出可能距離 80～81.1mm）

	

測定用光源

	
赤外SLD 中心波長820nm 0.6mW クラス1（JIS C6802）

	

スポット径※3 φ20µm φ40µm φ20µm 

直線性

	
±0.2µm※4 ±0.3µm※4 ±0.2µm※5 

分解能

	
0.001µm※6 0.01µm※6 0.001µm※7 

サンプリング周期

	
200µs 

ガイド用光源

	
赤色半導体レーザ 650nm 0.1mW クラス1（JIS C6802）

	

ヘッド	

   
超高精度・正反射タイプ 
LJ-G015/015K 

	
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



ロングレンジタイプ 
LJ-G200 

	
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           



Divertor or First Wall 

Diamond Window 

Sensor Heads 

To Controller 

New Diagnostic System for Divertor and First Wall 
with Diamond Window and Various Optical Sensors  



Detectable 

distance

Unit: 
mm

Glass fiber

SI-F10

Laser displacement sensor head with fiber connection



Diamond Layer as Plasma Facing Surface 

Possibility of New Fusion Energy Reactor Chamber  
with CVD Coated Multi Crystalline Diamond Layer  
as Plasma Facing Surface 

Base Plate with Various Kinds 
    (Main Structural Body) 



まとめ　 （研究項目の時系列的表示） 

      諸材料の高熱入射下・表面損耗計測の開発と応用 

　　対象材料：　W, C系（C, Graphite, CFC, SiC, Diamond)、その他 

　   以前の研究：  イオンビーム照射、レーザー照射、X線照射 

　　最近の研究：　電子ビーム照射（ELMとダイバータ） 

　　　　　　　　　　   レーザー照射（ダイアモンドの先進データ） 

　   近い将来の希望：　第一壁材料照射（ダイバータを含む） 

　　　　新計測法の開発（ 干渉分光法の応用を含む） 

　　　　中性子照射効果の検証 

　　　　大型炉内壁表面モニターの開発 

　　　　新方式炉構造の実現	



ご清聴ありがとうございました。	

（参考情報・文献等の所在場所） 
 
糟谷紘一のインターネットホームページ 
 
URL: https://sites.google.com/site/
kasuyakouichihomupeji/ 


